Optris® Top Down GIS 640 R gl';-o Ntris

DANE TECHNICZNE

infrared measurements

System inspekcji szkla dla sterowania Wiasnosci
procesem w maszynaCh do hartowania » System top-down z dodatkowym pirometrem wzorcowym od

spodu do automatycznej korekcji emisyjnosci dla szkfa stan-
dardowego oraz niskoemisyjnego
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Sterowany cyfrowo system ochrony soczewki (DCLP) pozwala
unikng¢ zapotrzebowania na dodatkowe powietrze czyszczace

Obliczanie powierzchni szkta

Wstepnie zmontowany system dla fatwej instalacji w piecach
do hartowania szkta

Automatyczna regulacja linii skanowania - niewrazliwos¢ na
znieksztatcenia

Parametry P1640 Parametry pirometru wzorcowego CT G5L

Rozdzielczo$¢ optyczna 640 x 480 pikseli Zakres temperatury 100...1200°C
Detektor FPA, niechtodzona (17 x 17 um) Zakres widmowy 5pm
Zakres widmowy 8- 14pm Rozdzielczo$¢ optyczna 10:1

Zakresy temperatury

Czestotliwo$¢ ramki
Optyka (FOV)

Czutos¢ termiczna
Doktadno$¢

Interfejs komunikacyjny

Interfejs procesowy

Temperatura otoczenia
Wilgotnos¢ otoczenia
Obudowa (rozmiar, klasa)

Masa

Wstrzasy / wibracje

-20...100°C, 0...250°C, (20) 150...900°C
32 Hz, 125 Hz @ 640 x 120 pikseli

60 x 45° FOV /f=10.5 mm
90 x66° FOV /f=7.7 mm

75 mK
+2°C lub 2%, zaleznie co wigksze
USB 2.0 / opcjonalnie ethernet 1Gbit/s

2x wejscie 0...10 V, wejscie binarne (max. 24V)

3x wyjscie 0/4...20 mA, 3x przekaznik (0...30V, 400 mA),

przekaznik bezpieczenstwa
0...50°C
20...80%, bez kondensacji

46 x 56 x 76...100 mm
(zaleznie od obiektywu) / IP67

269...340 g (zaleznie od obiektywu)

IEC 60068-2-27 (25G i 50G)
IEC 60068-2-6 (sinusoidalne)
IEC 60068-2-64 (szerokopasmowe)

(90 % energii)

Doktadno$¢ systemowa
(dla Tamb = 23+5°C)

Powtarzalno$¢
(dla Tamb = 23+5°C)

Rozdzielczos¢ (NETD)
Stata czasowa (90 %)

Emisyjno$¢/wzmocnienie
(regulowana przyciskami
lub oprogramowaniem)

Stopien ochrony
Temperatura otoczenia

Temperatura przechowy-
wania
Wibracje (gtowica)

Wstrzasy (gtowica)

Masa

+2°C lub £1%%

+0.5°C lub +0.5%"%

0.1K
120 ms

0.100...1.100

IP65

-20...85°C (gtowica)
0...85°C (elektronika)
(
(

-20...85°C (gtowica)
0...85°C (elektronika)

|IEC 68-2-6: 3G, 11...200Hz, dowolna 0$
|IEC 68-2-27: 50G, 11 ms, dowolna 0$

42 g (gtowica)
420 g (elektronika)

Zawartos¢ systemu Top Down GIS 640 R

Dtugosci kabli

+ Kamera PI1640 z obiektywem o kacie widzenia 60° lub 90°

* Przemystowy interfejs procesowy

10m * Pirometr wzorcowy CT G5L z interfejsem USB i certyfikatem kalibracji

+ System przestony DCLP z uchwytami montazowymi dla kamery i pirometru wzorcowego
+ Gigabitowy serwer portow USB

+ Szafka sterujaca

» Zestaw kabli

+ Zdalny pulpit sterujacy

+ Oprogramowanie

+ Zasilacz 100...230 VAC / 24 VDC dla wstepnego uruchomienia

Szafka sterujgca do kamery (USB, PIF, przestona) 10m

Szafka sterujgca do czujnika wzorcowego (kabel
gtowicy CT G5, przestona)

Szafka sterujgca do pulpitu zdalnego sterowania 10m

Ethernet, cat. 6 10 m

") Doktadnosc poczawszy od 150°C
2 Wiecej szczegotow zawiera instrukcja obstugi
3) Zalezy co wigksze
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optris® Top Down GIS 640 R

Parametry optyczne

Kamera

optris Pl 640
Kamera termograficzna

Proces nagrzewania Proces schtadzania optris CT G5L
Pirometr wzorcowy

600 °C Pirometr wzorcowy 50 °C

Schemat systemu
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1. Przemystowy interfejs procesowy (PIF)
Pulpit zdalnego sterowania 2. Elektronika sterujaca przestong 1

3. Elektronika sterujaca przestong 2

4. Elektronika pirometru wzorcowego CT G5L

Obraz termiczny Oprogramowanie PIX Connect
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Monitoring wartosci temperatury réznych arkuszy szkta Funkcja skanowania liniowego w PIX Connect

Parametry mogg ulec zmianie bez uprzedzenia. Top Down GIS 640 R-DS-PL-2020-10-A



